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1. 提出一种全息反演的亚表面损伤检测方法，能够有效地进行多种损伤参数的测

量。

 通过腐蚀过程的正向仿真和逆向反演，可有效地获得亚表面损伤大小和分布特征；

 结合图像处理和腐蚀各向异性，能够快速获得光学元件表面亚表面损伤的信息；

 提供一种新型的亚表面损伤的全息反演方法。

2. 推导了磨削样品SR和SSD的理论计算模型，结合试验分析，结果表明：

 磨轮转速和vs/vw↑，或进给速度和磨削深度↓ ，SR和SSD↓；

 最大的影响因子是磨轮转速，其次是进给速度，最后是磨削深度；

 磨轮转速和进给速度的交互效应较大；

 构建的理论模型能够很好地评估SR和SSD。
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3. 构建了抛光样品SR和SSD在刻蚀过程中的演化模型，结合试验表明：

 随着刻蚀时间的增加，裂纹的宽度逐渐增加，而深度保持不变；

 裂纹的SR先急剧增加，而后缓慢增加，最后趋于稳定；

 考虑了HF浓度、刻蚀温度和扩散系数对刻蚀速率的影响，所建立的演化模型能够有效

评估SR和SSD的变化规律。

4. 得到了抛光样品透射率和激光损伤性能在化学刻蚀过程中的演化规律及机理。

 随着刻蚀时间的增加，高裂纹密度的光学元件的透射率先降低后增加；

机理：随着裂纹长度、宽度和高度的增加或者裂纹间距的降低，散射强度比会增加；

 随着刻蚀时间的增加，光学元件的激光损伤阈值先增加而后降低；

机理：裂纹或划痕附近的场增强因子会瞬间降低，而沉积物附近的场增强因子会显著增

加。裂纹和沉积物的耦合作用会带来更大的场增强因子。
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